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UNIDADE II: Caracterizagao elétrica de componentes eletrdnicos discretos;
UNIDADE III: Instrumentacéo virtual,
UNIDADE |V: Desenvolvimento basico de LABVIEW;
OBJETIVO GERAL
Estudar as ferramentas de metrologia industrial, tratamento de dados, na caracteriza¢do dos ensaios e testes;
Caracterizacéo elétrica dos seguintes componentes eletronicos: Resistores; Diodos; Transistores; Fontes e Osciladores;
Apresentar e utilizar a instrumentacao virtual como ferramenta de caracterizagdo e desenvolvimento de bancadas de
testes;
e Analisar as técnicas de caracterizagdo para dispositivos semicondutores.
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